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^'m^l^Bl 7)® ^ ^ J=€*l^ 71*^1 ^r«fl4i ^«<HHTHIN FILM 
TRANSISTOR SUBSTRATE AND METAL WIRING METHOD THEREOF} 

£ la vfl*l Ibfe Si Cu A>oH SKHM*W ^ ^ S ^ T^W 

£ 2a 2dfe *W 1*13 ^ 300 TC Si Cu Sfe Cu(Ag) A>*1 

profile)-!: 

S. 5a ^ 5b^r 51 4a ^ 4b4 V-V tfl-ft ^£°l^-> 

£ 6a, 7a, 8a 3 9afe * <** ^1 **|* W 7]^ ^ 

£ 6b^ £ 6a<M Vlb-VIb' <M ^tr 

£ 7b ^ £ 7a oJH Vllb-VIIb' ^ofl t||« ^HS>1 H 6b4 4^- 3r7fl* S^ltt 
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H 8bfe £ 8a4H VHIb-VIIIb' #41 tfltb fcfcHS* ^ 7b^ t^r 51*1 

51 9b^ £ 9a4H IXb-IXb' *i4| ifl* ^SLiM £ 8b^1 ^ 2E*1* * 

^51°l:n. f 

£. ll^r £ 10^ XI-XI' *5°fl tfltt ^^olJl, 

51 12fe s. io^ xii-xir ^ 3)tb 

£ 13afe £t ^ 4*|£ 0 1^-. 

51 13b £ 13c^ *W ^ 13a4H XHIb-XIIIb' 4d % XIIIc-XIIIc' ^ 4« 

£ 14a « 14b^ AA 51 13a4H Xlllb-XIIIb' *d £ XIIIc-XIIIVc' *d*fl 4* * 
£5=3*1, 51 13b ^ 51 13c ^ ^H^l^ ^SL^ji, 

51 15a^ £ 14a % 14b i*g- «*|4W*I W 7 ^ "fl*^ 0 ^. 

51 15b $ 15c^ ^ £ 15a4H XVb-XVb' *i £ XVc-XVc' «H ^ 

51 16a, 17a, 18a* 51 16b, 17b, 18b*r ^ ^ 15a«W XVb-XVb' *d « XVc-XVc' 
^cfl t||« ^513*1 51 15b « 15c ^ ^ A ^ V 

5L 19a « 35. 19b^ 51 18a « 18b t** W 7 ^ 

51^131, 

51 20afe 51 19a ^ 51 19b3 *hg- #?fl4M3 ^ M^1^B| 7]%^ 
Ufl^Slolal, 
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51 20b % 20cfe 51 20a^H XXb-XXb' & ^ XXc-XXc' #41 ^% ^51°lt}. 
<23> <>]-§- -gr°>] 

7l* ^ ^ 7]^ ^ufl^d ^^^^ 

<25> [^2fl 7l#] 

<26> ^ m«^(Thin Film Ttansistor; TFT)^ ^ 3£*13*lttFT Liquid 

crystal display)^ +3)$ ^ A}~g-s)^ rqtiHi(device) ^ 

<27> ^ E^x]^ 71^ Ais* 3^:*Rr ^> «fl# Hlfe- Tflol^ wfl^^r S|- 

^ tt-fr gj- ^-O.S 0)^0]^ &l=h ^ J=€*l^fe- Tfl^lS <£Jf°l 

Tfl o]E 4^ Sfi^ ^*Hr #51«, c-HolEl tifl^^l ^^°J ^ -^1^ ^ 

^ ^ TflolE ^.Jl^- fA S o^o^t)-. ^ E^l^^r Thiols tifl^-i: 

£*3fe ^a> AiJiofl 4S1- Hfl^ ^slfe aH* 41« ^ 3i 
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<28> #7l ^ ^*\sL ^MS^ ^^g # 

<29> ^f>] 'StS 7fl^£lJL ^3 5.^1^1 (Active Matrix LCD; 

*1 <>1^ SXGA 5E^r UXGA ^sj- ^o] tfl^^^-, J1^^3E^ 3^ 7>S 
<30> ^-71 SXGA ^ UXGA ^ ^ tfl^ ^ JL«fl^-S^ ^ ^l^>7l ^ 

A ^ ^oih ufl^, ^o]b| ^4- ^°>°> ^ 711 

o]e ufl^o^ afl^ *|^M ^ojg afl^ 7^61] *|<&(signal delay)-£-3. ^S^> 

^ :?RI (cross-talk) ^<LS- M«>1 €-*H3 6 l *m. «fl^-^S- 

<31> [3. 1] 
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<33> ^ #^0_iiLJltRr ^^^"^ ^ A>^>JL Zl rflS^^l ^3 

^ «fl^2^r Cu/Ti/Si, Cu/TiN/Si, Cu/Ta/Si, Cu/TaN/Si ^4 ^cf. °1 n 1 
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^ ^ 71^01^ fl^* tfltfM ^ 4 

43 ^ W>1 tHTiq- $7^1711 sq<H *fl#°l 

^ ^ Ir^l a*Kfi fAS ol^^l ^*rfe ^ 

<35> £ tf^tb *M*>7l ^tb ^ *^ 

<37> £ T£ ^ ^-71 ^ S«*|^ 71^ ^y^d ***** *l^Hr 

<38> ^71 ***M £ 71^ W\] *>7lS^ 

<39> £ fl^* SE^ ^7l ^ J=^*l^ 71** 5L^K=r ^I£*l#*l» 

<40> £ (a) T^lS^^r^CSelf Assembled Monolayers; SAMs) 

^ S^lr-ir 3.^f*JL <t^*M 7>7lS^^^>#* 1§**Kr ^i; < b) * 
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<4i> o]*> -$M|*J-?H -£^4. 

<42> «1-^- H^fl^^Bl 71^ 7}%3\- ^>°H1 ^>7]S^^^^r 

<43> 7\7)2i^^W ^^S.^ 3-°}*)±*^^^*\^&, 3-^Ht£StE^oil 

<44> Aj-7] ^^^-#3. ^^S]^ 7}7l3^^7p§^ 3*}^ 7^ES 7l^5l 

<45> ^ E^l^El 7l^ *(|S*>7l ^7l 7>7l2:^^7>^Sl ^Jfe 2 3 nm 

<46> ^7) A 7 }^^7\% ^fofl^r °H ^tifl^l"^^ 

g:- ^-Bl^g-Ol T3>^^711 A>-g-m ^ tt^Q tt** ^* 

*r 911= ^SL5Z±r Ag, Mg, B, Ca, Al , Li , Np, Pu, Ce, Eu, Pr, La, Nd, Sm, Zn SE^fe 
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i7> %7] ^^g^ ^ ^ ^9*<L3. ^7} Ag, Mg, B, 

Ca, Al, Li, Np, Pu, Ce, Eu, Pr, La, Nd, Sm, Zn °lfM «HM ^7>^ ^ 

<*| 3^1^17}- ^ 5M. **l Ag^ Si^ JI^5L7> Cu 

S>|- Si^ *>-§"§: s^^-S. ^ ^ -f^tr Ster**"^-* 7>^rV. 

C48> ^ ^lafl^ A>oHl ^ 

Si^i, ^"71 7l*fr ^e) 7m, n+a-Si/a-Si/SiN 3#^ 7l*. Si, Si0 2 Sl^r 
^(Low-k, k < 3.5) 7}$r°) v\#^-s}^. 

<49> o]^- ^ wT-u}- lE^Ul^B) 7)%SLJL ^ A>^-Sl^ 7m, 

n+a-Si/a-Si/SiN 3*^ 7l*. HLfe Si, Si0 2 ^^-^#^(Low-k, k < 3.5) ^1 *} 

712:^^^* ^8*^3 -WW^ *Wf- 71^^ ^M3<>1 +^5L 

<5i> 7]^: 7>7l2:^^:€7l-^(Self Assembled Monolayers; SAMs) ^-8- 

S^tr t^g- ^sJ*H 7.>7l2:^^7>^(Self Assembled 

Monolayers; SAMs)^: ^W-C(a) ^1). 
<52> 7}7l^^7.Hr ^^^^^3-oV^^^sel-ll^l^^, 
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<53> 7l* *M *M2:<B«**H**"«' , 8*I*1 fl*W MM* -MN 

* 71*^ 3.^\JL I^^M ^^M^o) «*7l -g-^S-fe *fl*^r, °H 

<54> *MaflW** ^#€<?1 -M* WM- "M^ 1 ; 20 ^*1 i:30ol 

<55> 71* ^ofl ^-7] ^>7l2:^^7>^ ^"M* 51.^$= ^-^^ ^ ^ , > 
<56> 7l* #*L6{| -g-nfloll -g-^ ^-7] ^ ^ * ^^M 

-g*3Wl-°l -§-^^-§-€ *r 9X^ 100 300 TC«1H ^S^Hr 3M «V^W- 
7l*, n+a-Si/a-Si/SiN 3**h 7l*. Si, Si0 2 Hl^r *R3M:^(Low-k, k < 3.5) 71**1 

<58> 71* #Jf°fl *|-7l2:«tf**HM- ^ 71* tf^jMl ^r«fl^*^ 

((b) ^1). ^ tM3)W>1 «>W*»fl A >-§"^ ^ ^ 

el^6.Sfe #7l<HM »>sl- ^-ol t ^jit} ^<^l^i^l7> ^ Ag, Mg, B, Ca, 

Al, Li, Np, Pu, Ce, Eu, Pr, La, Nd, Sm, -Zn <>UM »FM*KK SE 
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tb Xl°H. ^ tt&l $7>tf£ tfl-aH 0.1 xfl^l 15 at%7> 

<59> ^ ^"71 ^Bfl^#^o] 7ltt 1^^^((C) #31). #7] t^Bjfe ^ 

100 vfl^l 300 "C^l ^r^l^i 3!38*Kr ?H «>^«f|-^. 
<eo> ^sfl ^l^og A>-g-£]fe Ti, TiN, Ta, TaN ^ l*)^^ ^7} :§KJ:*& 

^v-i-^ «i^%oi ^7>*m ^l^i ^m- ^ ^>7i^^^ 

7}#^- t^ej^m ^4 Slr-S-^^l «1*1"* 0 1 ^7>^1 &5L M-i^Ml^ 

<6l> £ la ^ lb^zr Si 31^^ Cu A>o"|ofl ^>7la^^7>^ol ^ HL^r «fl 

5^o-|tK 5L la^- *\-$r& ^ ^ lb^ Ag» ^^Hr 

a}-^ ofll- ^o-)cf. £ ib«^] Ag* 

^ ^^g-o. A>-§-§>ig ^71^^^^ W<4| Ag^l *>M- 3 3^ ^P-S 

<62> £ 2a ^ 2b^ ^ 1*1 2l ^ 300 V ^ Si 31^4 Cu *Y°]<*} 

^€ ^-eHCu) afl-S^ ^ ^.s^ (depth profile)^: 4 

E}^ 5&6\x%. 2^, 5L 2c ^ 2d^ =W ^4 300 r 1*13 M SiT^*)- 

Cu Ajojofl T^S^^T^l ^-^^(Cu(Ag)) «fl^ ^ 

ss .4<^o]c|-. ^.7^(Auger electron spectrometer: AES) ^ E] « 0 >^ ^ °l-§-*H 

Al^ofl ^l7>>» IfHub£r -2-7]^7>l-^ D j£S. ^^<^| €r7fl*Kr *}-§- 
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<63> £ 2a vfl*l £ 2cH 152, *<*fe Cu7> 7^ 31:3*1 et^- 

#7} *MafcflWM*°l Cu^ si Tim SKhi- #*i*Kr ^^s. * 

^ ^ 400 TC^H -f^r^ **HJ*I^ * ^ 9X 

*| Hl^lM ^7>^1 

<65> o]is} & ^ k€*l^l d||« Tttj. SLS. -€^^4. 

<66> «m JSL^*|^B] 71^ 7l^r; #71 /ti<£ 7l^r 

^1 ai^; ^-71 XU ^3<H Site *i *U ^ 

71 m ^JL^Sj- ^71^^-S. 5£fe W ^"71 ^ 4) 

e>{| tg^^M olo^ ^-71 «m ^ Ic^l^fe xu 7 W 

fe 412 « ^-71 X|2 €<a^- 5*^1 # 7 1 # 

71 ^ m^l^sq ^ ^^-4- ^m^M 5U^r ^ ^ s€*l^ 

71^1 Sft<HA1, ^71 XU ^ 412 4L3l4i M «Wr 7}7lS^^7>^ $ Cu 
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<67> sa* %slsl <w * «w w * S«&* 44 

X\-Qr 7 }*L 7> 7 > -g-ol^}7fl ^ 

<68> S. 4a^ * «l* ^1-8- W S**l^ 7l*ola, S. 5a^r £ 4a°fl 

S-AltS: ^ V-V *fl* ^S. 0 l^. 

<69> 7l*(10) m *1 «fl^(221, 241, 261) « *fl2 *HlL «fl^(222, 

242 , 262)^ 2**^ o]^*W *M£ «fl*(22, 24, 26)<>1 WW *1 

TflolM 4**(221. 241, 261)* *7l*W***^ 6\*6\* 42 *H£ *4 

^(222 , 242 , 262)* ^ at.^WAS *VW*I Sft*. W*\ , *1 *MS 44 
*(221. 241, 261)* 7l*(10)3M 2 
3 nm^ ^lS. ^*Rr So] «>^V±L, 42 4*1^ 4**<222. 242 , 262)* 4**1 

<70> TflolS *fl*(22, 24 , 26)* 7>5L ^ *M flfe 4*>UMi(22). £ 4<>lS«i 

(22)41 <3^<H 5Ufe W M^l^^ Tflolm ^(26)-ir £W. 4*1S 
A d(22 )^ * * #**(24>fr ^ 4S*H 3*H 

7l*(10) *4te 44 ^(SiN x ) W *B 
#(22, 24 , 26)-§: 

<72> TflolM ^(24)3 TflolS **W30) W<*fc M *5L*|3. 

« ^E4*(40)ol %W\ 9X±*\, *5L4*(40)*1 Wife n ^ * 
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^§-(55, 56)°1 AA 9X^r- 

^#^(55, 56) €^(30) *U *fl4MK621. 651, 

661, 681) « *2 *fl^(622, 652, 662, 682)^ 2**^S °1*<H*I 5fe *W 

Bl 4^(62. 65, 66, 68)ol 5ft^. *1 «fl^(621, 651, 661, 681)* 

3*7li««3**^ 5ft3L, *fl2 *fl*i*(622 , 652 , 662 , 682)* ^ 

SEfe ^m^ og o)^^ 9X^. °^H. *fl*i^(621, 651, 661, 681)* 

3^(55, 56) ^ TflolS ^^^"(30)^ 3*3* fl*H ^*Rr 

^LSL 2 vfl^l 3 nm3 ^3. <g^«fe *M A* y ^(622, 652, 

662 , 682)* «fl^ 7)^*1 *3. *Hr 

«^d(62, 65, 66, 68)* *3L WS>JSL **3<H 7flolJ=Md(22)*r 3l**H 
**|*Rr *W3<ii<62> f 3H^d(62)3 ^#^(54)^ 
<£^s\o] flfe ii £-(65), ^ W(65)* ^^5)<H *HS ^(26)* * 

^og *H ±* 3^(65)3 tij-cfl^ ^^*(56) WO ^3<H ^ 

^(66)* -1 «H^(62)3 * * #**<68)* flS^I 

^(62, 65, 66, 68) « 7>3*1 »fe #5L*fl4K40) «fe 

^(SiNx), PECVD(plasraa enhanced chemical vapor deposition) ^r<*l 
a-Si:C:0 * 2£*r a-Si:0:F *K*M-*1* CVD^). * ^1^1 +7l <>1* 
Jii^(70)ol *8^=M 9X^. PECVD *9"lH ^€ a-Si:C:0 ^ 



<75> 



54-15 
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a-Si:0:F ^-fr** CVD^)^ WW 4*l*K-fra 2«W ^ 7> 

H|4 W, ^> gW-H 7^ ^]7> 

cf. 2. ^4^1 ^ — ^ ^tfl^^Kstep coverage)7> -°-^r^KK SE.^ ^" 7 1 

4 CVD*M£3. iflt^ol ^71 4*i*MI 44^K d VM PECVD **** ^ }< ^ 

a-Si:C:0 ^4 a -Si:0:F ^(^-fr^* CVD^)^ #^ *W #5^> ^fl- 
fl-4^H 4-10^11 i}S£S ^ *1# ^14- -fr^^. 

<V6> ji3HK70)4|t -5fl°J €^"(66) £ *H&ti ^Jf£(68)-ir *W ^N^r ^ ^ 

*(76. 78) ol %W\ Sl^, €^^(30)4 W *H^i #^(24)-ir.-^ 

tflfe ^ ^(74)ol ^^5)<H 54^. #4^(24, 68)^ 3^ ^ 74 - 

78)£r A^r 7>*|>N- €^51 tftffc 5L<#SL3. ^ Sll^, 2mm>60^S: ^ 

*1 #°J3, 0.5mm>45/mi w>^^4. 

Jii^(TO) fl^Mf ^ t"3<76)* *^ #^(66)4 ^1^3- 

o) sao.xH Sfct $1*1*1* ^ ^(82) ol ^e)^ fltih 2£«. ^.^(70) 

ofl^ 3^ tU8(74, 78)^ **H 3* a* ^(86, 88)7> *4§iM 5d^. <^H. 
3^ ^(82)4 ^.S ^-7fl(86, 88)^ IT0( indium tin oxide) 3£fe- IZ0( indium 

zinc oxide)S. ^l^^ Si**. 
<78> <*)7H, ifcfc ^(82)^ £ 4 « £ 5a<M ^ *V4 =2*1, *MJMi(22)4 
3^ **1 ^7l» *1^M, **1 «ol 4*(22. 24, 26)4 

M -fr*l ^}t ^£ »tf. 

<79> a, 3^(82)^ mM^<62)*=. ***K=* ^ 

flth °1*1^ 7lln t **-^tfl^7l 4^(82)* ^1^1^^(62)4 MXI* 
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Jti^CTO)^ CVD* «i *§^ m -1* 4°H^ 71 

*3 -g-^ *47> 3*1 ^HS. *M1 -fr*!* *r 

<8o>' oi^« # «>W* ^ M*!^ 71 M *fla M<* *A*M 

£ 4 ^ £ 5a^ £ 6a ^*1 S. 10b» *aS *H -MW". 

£ 6a « 6b*fl £ARV ^ *ol f 7l*(10) *W *U *MS *fl^(221, 
241, 261) « *«2 Tflom «W*(222. 242, 262)* ***5L, 

(22), *?(26) 3 TflolS^ VHK24)* 7>SL Tfl 

o]e ufl^(22, 24, 26)* ^-3^. 

*HK £ 7a $ £ 7b4| SStfk »W ^1- ** ^ S ^ 0l - 
(30), iiS ol^^I tt£S»<40>. 5L*€ ^#(50)21 tffh^* ^ 

^(24) ^^^(30) *H 4 tt5yW40)* *I^H 

<83> thfr, £ 8a vfl^l £ Sbofl £Alt *»U ^«*(621. 651 • 661 ' 

681)* alWa, 42 «M3 4|4*<622. 652 , 662 , 682)* ^ 

*>*1 3*5^ Sftfc ^ ^(65), *H^d(62)^ « *<* ««<H *i*r *» d l s * 
# ««( 68 ) £ ^ ^(64)4 ^5)^ 5*^ *MS £^(26)* -fc& ^ 

(65)3* v\^}±r = 4*1 ^(66)* 4°13 44i* 
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<84> 



oH, t||ol£| afl^(62, 65, 66, 6S)SLsL 7}^) 51*§€ tHi* « 

(50)* 3^(26)* ^^-S. °<miLsL <*<M £*9€ 






^^(55, 56) *i)€(40)* 2***1 <U%. °H . 

^(40)3 3L^* tf**W*l7l 4ht #*^}» 

ifrg-og. £ 9a ^ 9b4H *ol, «SHWi^, a-Si:C:0 ^ ^ 

a-Si:0:F ^* *W Tltf **KCW>) 1H *1*W ^^l^l^ * 7 1 
JijL^O)* ^tb^. 

a>^i ttSLS, €^m30)^ ««f jian*K70)* *UH*H. *l 

o]HA d -«^(24), *R-(66) « #^(68)* 3^ ^(74. 

76, 78)* M**. ^W, 3# ^(74. 76, 78)^ **-* 7>*lfe 5L<£ 
ygog 343- ^ ojtc.^, ***(24. 68)* S^MIte ^(74, 78)^ 

2mm>60^m» *^ , 0.5m*5f« 

t^, p^^oa £4^5i E^lt uH- I TO SEt IZO^* *SWa ^ 

*U 3^ ^8(76)* **H 3=efl°J ^(66)^ Sfcfc «(82>* ^ 

2 g ^ 3 ^ ^(74, 78)* **M 7flo]HA d -^(24) ^ *<>lS4l #^(68)4 
*W TflolM #^(86) 3 ^ *MS«i 

ITOM- IZO* *|f^7l #3 «fl*(pre-faeating) A>**fe 7)^ *A» 

• fe %o) W>^^. olfe ^(74, 76, 78)* M 2n*3<H ^ WK24. 

66, 68)3 Wfl <3r$-«W ^l*>7l fl^lt*. 

8> 6\#* «ol Tflom *M*I * SE^ ^ 
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• A ^7l 44 444AM *W* y ^ **** AJ ^ A ^ * 

<89> 44 * Tfl 444 ^ ^» «^ * 

^.ofl Tflolm 444 4°13 ^ 2*4 344 ^ 

<90> SL4 £ 5bxr £ 4b^ V-V 4* 44 EAl* 44=*4 * 444 5^1 

a# o]+-fyd\ *flS^ W J=€*1^B] 7144 COACColor filter On Array) ^» ^4 
^ H4ol4. olfe *>^3.» o]**H 43£* S44^4 7l#4 COA 

<9i> 44. 44 714(10) 44 471244*44(241. 221, 261)* ^3(242, 222, 

262)4 ol** Tfloim 44*1 444*1 5*4. *M£ 44* 7>S M flfe 

4*4 ^ 7flol^(22), *MS4<22)4 #41 4^4^ 4*iM^4 " A > 

47>44 4<>m44 W*<24) * 7flol^d(22)^ 4+4 44 1^4^44 
Tflolm OT*)* *444- 44M<22)4 *fe *d^(82)4 444 

^^ 7 l-g- 5L&n 4^(64)4 *^44 4^4 ^> « *4 A l^ fe M 

TflolS 44(22, 24, 26) * 714(10) 44t 44 ^(SiN x ) 44^- 91+44 *l 
olB 444C30)<>1 4444 ojox^, TllolH ^(24)^ Tfloim 444(30)^ 34 ^ 
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TflolS sfl€(30) <t&& ^(hydrogenated amorphous 

silicon) W •I'M* «<«» 0 1 ***** <fr£* ^ 

(40) «CP) «W ***2 a*El titf* ^ W ol 

^■o^ ^#(ohmic contact layer)(55 , 56)<=>l 

m ^ 3*^(55, 56) Mo H^r MoW tH§", Cr, Al SLfe Al Ta 

5^ Ma ol^^I ^91 *W 3=^1^3 ^ 3^(65)4 SL*fl 

OJ ^(66)0! «**M fl*. 44* 4* WAS. * 

- W (65>* ^ ^o^^(62), *H^ d ( 6 2)3 W *4 

^ ^£7l-g- Sl^ ^€(64)51 i^tb^r. 

4*14 ^(62, 64, 65, 66, 68)£ 4*m «fl*l(22, 24, 26)4 

641, 651, 661, 681) « W822. 642 , 652 , 662 , 682)^ 

ate * * ^ 3 ^ ^ S5L **** 

4*8 4**(55. 56)^ ^ «HM 4«(40>* n **4 4<>14 

64, 65, 66, 68)^ 3* W 

5=^4 iAi^i 4*14 a ^ 62 ' 64 ' 65 « 66 ' 68)5 * n * dSLS ~ 

4€(64)* £44te 4WC1. C2)« W 4. G » B)7> * 



<95> 



<97> 



<98> 
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BiA d ( 6 2) WA| <g*l*M 5^3^ fl*^, C-flo^A d ( 6 2) WW 13. iNl^M fl- 

*^-*(24, 68) ol 5ft*. 
<99> 'ag, «(81. 82, 83) WOfc 

^ »>=i«*|4 -B-71 tfoj SEfe SiOC ^ SiOF ^4 *°1 7 ^ * . 

4*M 4.0 o]^ **** *** "<K*»°1 

(24), #W68). 2=e|<a ^(66) ^ **l *BH<64)* E. 

SMt ^(74, 78, 76, 72)^ 7>^3 5ft*. 6 H, «(66) « **l ^ 

*7l* «(64)* ^*flfe 3# ^(76, 72)^ 43 **KR. G, B)3 *W 

(CI. C2) W<1 SMW *°1 *^ (R ' G ' B) ^ * HM 

^<g^ol ^ 7 >€ S-Mfe *W 

ji&tiKTO) SHfe W s^I^^bi ana- 4l« 

:fl7l** *i ^(82)ol «45W 5ft*. ^(82)^ IT0(indium tin 

oxide) £fe IZO(indium zinc oxide) *«■ *HM*M. 

^(76)* **M ^-(66)4 #B!^^7l^o S o^s^ 

^ ^(82)^ *M£4i(22) 3! ^01^^(62)4 7fl^« » 

<L*, ** ^ 5ft*. 3E* *± ^(82)* t^(72)* *«H **l 

2**11 3^(64)3*51 *fl€(64)*SL *H* 

7lH^ dSl -^(24) 3 cflo^^ ^^(68) ^^fe ^9(74 , 78)^: * 
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*H z}-zj- 6\%^ 3*3 Jia ^(84 , 88)7> %**«\ Sa^, 

^ 711 ol h ^ 68)4 ^ ^ 3*M3* 

<101> o]E^> *HH tfol, 5^ o]^}fe *fiS 3 

'V 

<io2> £ 10 ifl^q £ 12* fras *M * ^HH 4*fl pfcta* 01 

<103> S. 10* * tf*^ *2 ^1<M SAl ^1-8- ^ S**l^ 71*^ ' 

ti^l£o]31, s. 11 « £ i2te *W £ 10-11 xi-xr * 

<104> 7l*(10) *H *1 *1 «fl^(221, 241, 

262) ^ *fl2 TflolS 44*(222 ( 242, 262)^ 2fflS °]+*\* 9X^ ^1^ «fl^(22, 
24, 26)^1 *1 ti fl^(221, 241, 261)-$: W^rt^ 

ol -o)^ flja, 4|2 *MS *fl##(222, 242, 262)* ^ 3E^r ^^t^ 
*\7]X\, Al *MS *W*(221. 241, 261)* 7W10)*M 3^3* 

*£*(222. 242, 262)* Hfl-S^ **fl 7l*<3 &7\ &3l*\ *£ <9*fr ^ ^ 
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<106> 



^(24) §1 Tfl^m £^-(26)-§- i^=r. 

<io5> 7i*(w) 71101^(22)^ **\ «-ac28)oi a*. * 

*1 ^d(28) ^Al *1 TflolH H**(281)* *2 TflolS «fl*MH282)^ 2«AS °1 
c^. ^4(28)* ^HH: ^(82)^ ^71* 

« ^(82)4 70^1^(22)^ **°js. ^s*Hr -m t § A <^ 
^ - £ **i ^d(28)<^ife w «■ -J7> 

Tflom «FJ(22, 24, 26) 3 ^d(28) *Wte ^(SiN x ) <>1* 

TflolH ^^^-(30)^1 TflolM «fl^(22, 24, 26) * -M W4i<28)* 3 

31 

Tfl^lS. *3<£^-(30) $H^r t^s* u]^^ fl-£.(hydrogenated amorphous silicon) 
atf*) "«2E*3. °1^°1*L «V^1 ^^(42 , 48) ol . ^< 42 ' 

48) *H*r «J(P) ^IHM *«=S. flfe ntfjS ol 

^ 444 4**(otaic contact layer) 44 SE^ 94* 4^(55, 56, 58W «4 

<108> *|W 44** 44(55, 56 , 58) *Wfe *1 4«i*(621. 641, 651, 661/ 

681) * *2 HM^ *fl4i*(622, 642 , 652 , 662 , 682)^ 3**SJ3- *M 
B] tffl4(62. 64, 65, 66, 68)°1 Sft^. *1 4**(621. 641, 651, 

661, 681)* *7T*«***H*^3. Sfta, ^12 H|olBl ^d*(622, 642 , 652, 
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<107> 





SW «W- 2003/4/3 

, ^ _^ os ft*. * ^ Bfl ^ (621, 

64!, 65!, 661, 68!)* 4** *» * " * 

64 , 65 , 66 , 1- * ^ ^ 

J,, ~ 68)3 a. -am *«* #> * m 

65 , 66 , 68W ,_, ,„.•,<> cjlol 3^(66)4 

68 , 65)* W. *** "« (58) - _ 

fig ^ „ ^ ^^(65 , 56 , 58)4 
*U62, 64, 65, 66, 68) "\ * <* 
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« -M ^ *fi€(58)* *«« **ol*l*. W M*|^l+ * 

€(42)* ^ 44 $ 4** ^ <TO ^ 

-E^ W (C)^ <M*4W®. 68 , 65), #«| dut »(«) 

cflo^ «iUd(62, 64, 65, 66, 68) *<*te «JHhfc*+ PECVD(plasma enhanced 
chemical vapor deposition) **4 *** a-5iX:0 * SEfe a-Si:Q:F 

*d* CVD^) 2£fe *7l o^o^ jtAtfK70)ol ***** fli*. lii^-CTO) 

c ^ (66) , mols-a W*(64) * H**0 «<68>* ^xfl 

te Wfl<76. 78, 72)^ W SOS*, a* «*| » 

JHfr(24)* S^Mt ^8(74)* 7>*|a. 

^71** **«Hs ^(82) ol ^sSM flr*. *d^(82)* ITO 5L*r 

IZOCindiu* tin oxide) W «* ' ™ 78) * 

-Bflol ^(66)^ ^^-^71^^ *H8- ^» *^ *d^ 

(82)* 2£* *l**Kr 7flol^(22) £ ^o^4(62)4 ^fc* ^l* 5*° 

x+, ^3*1 ^£ fl*. ^ *&: *d^(82)* ^ t»8<72)* **H **l * 

Tflol^d ^^(24) ^ ^^(68) ^ 



<112> 
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6\)^ ^ ^(74, 78)* **M AA °lt4 ^Mfc ^ *H3=Mi #^(86) £ 
i2 tiM^g #^(88)ol 9X°-^, WK24, 68)4 ^ 

^ 4*4* ^^>jl SJHH? *Kr 3^3- €^°J 3^ 

<U3> ZL^, £ 10 vfl^l ^ 12*1 XAl *W S«*|^ 71 

^ 4Dfl p>^a.» <>l*sM aflstsHr **fl*MI li *fl*l s. 134 £ 

13a S. 20c» #2:"BH ^^^>7]S. 
<ii4> E 13a *fl*l 13c<H] 4*1. *U ^H14 *U *A 

£*(221, 241, 261, 281) ^ A]2 TIME ^#^(222, 242 , 262 , 282)* 3^ 
A}^1 Ai^H *H 3=^(22), Tflolm^d «**(24), 7)1 o]s £^(26)* J£^*Kr 711 ° ] - 
wfl^4 **1 ^^1(28)* ^tb4. 
<iis> *}*, 5. 14a « 14b41 «>4 **1. *&3. *1^M*1 7»olE 

(30), *E*B*(40) f *«(50)* 71* ^8* °1**M *W 1.500 A 

5,000 A, 500 A vfl^l 2,000 A, 300 A *fl*l 600 A^ ^S. °W *H 

4|4* ^*>7l ^tb *fll £^(601) * ^12 3=^(602)* ^ 
og $*«H 5^1^(60)* ^« tf* ^ ***KH0)* Ifl" *fl*l 2^ ^ 

<U6> zz. 4i3t tfWUlO)* ^* a^Vft * ^"*H, 15b * 15c611 

51*1* «>4 ^o], ^€(112, 114)* °H- 4^(U2, 114) 

^cflA-1 «Vn^ E^^E^ ^^(C), ^ ^ ^(65)4 
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^.(66) A>«H ^(114)^: «B^(A), ^ *fl#(62, 64, 

65, 66, 68)*1 Jf-JMI ^*ltb *I12 ^(112)^ *M1 *M , 

« «( B )^ W °1 ^IW(C)i W 5fe ^"^(114)^ ^ 

tifl*Pf (AH ^^-(112)^ *m ^ *=* 

6fH3 ^ S?i<»fl ^ r}e.7fl *Mo> *fll ^(H4)^ *12 -*RK112)3 

1/2 *M w>^*>^, ^1* 4,000 A <>1*}<?1 

* ^>-§-W. 

°H, a>oh ^^itb # f 6 M 4€ A>o^ #3, * ^ J=. 

TIM- ^M|7> «H"§- SX^r. 
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<120> o]^ tf* WK114)* 7>^ *43. "l*^ 

•1**3 £*1 ^r^l * 5ftfe ^ 14 

<121> oH, *«(1U) $ 11 *HM * *»(50) « #51 

^(40)°fl tfltb ^* °H, «W *WKA)«*te «fl A J * ^ 

• *<BWfe ^ 37fl *(60. 50, 40)*1 ^ 7flo]H ^-KSOH S.e^> * 



<122> 



<123> 



£ 16a £ 16b4| SLAlU 7m **<B)*1 5,#*M ^ 

ceo* ^ *hm ^m^. °1 ^ ^ 

^ ^ ^ + s.^ ^ sft^. °H 5=3^(60)* #W « 

(112, 114)* 7^ <^3*1 ^ 2S!*MH *3*Kr 3W ^ 
3* saWO))*** ^zW* ^€(112, 114)* ^3*1 2:^* ^7> 

c^+M #W «(112, 114)51 «4 2*a*HM ^ a^. °1 

(114)ol ^1^^<H *HM 51^1^(60)01 J=B^ *M ^1*1 

o^Tfl 51 16a * 51 16b<*) ^4 * ^® 

5] 5=:***. * ii/H^J-^ 5^*1 *fl€(67)^ **| ^€71* 51*1*11 *«(68)*W 
*JL ^r(B)^ 5^^(60)* 2-^ n *HM I^HKSOH 2=3 V**. 

o H tf* ^€(67 , 64)* ^ * ^(65, 66)<>1 ^13*1 
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<124> 
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o] sat ^ *^ 62 > 64 > 65 > 66 ' 68) ^ * wtK * 

oH, £. 17a « -17bH *}<* *cl. 7m ^(B)3 *fl*(S0) * 

zi 4+4 tt£4*«»* *i wuAW « <w *^ * AH 

4***. ol 44 *^ 112 ' 114) ^ * ^1^(40)(^1 

^ km *W Wl *4 ***** *° la ^ 

* 4*t4* *4 *«« *m SF ^ HC151 

«■ SF 6 4 0 2 ^1 «■ 7l^« ***** ««« W * 4* 44* 

4^ fl*. 4«U12. 114)4 *£*B*(40)«H 41* 4*M* ^3+ *i J ?" 

£(114)4 *Mlfe *5=4*C40)4 *«(50)^l ^M* ^ d>0> 

oJ«4 £ 17a S 17b4 *V4 4*1. ***<C>4 *1 ^dl4)-l * 

tUW ^-/-^J* 51^ 4*C67)<>1 -emzi, 7m ^(B)4 *»(50) « ^ 
4*(40)4 4**1 *Ff4 TflolS *«4(S0)4 M . 4*1* 44* 

(A)4 « W112) «W 4*M=* «7> gM**. a*. -1 * 
€(42 , 48)ol « 574 58^ *4 * 

«4 -M 5=34 ^€(64) *HM 4** 7*3*11*. 

<126> o H ^(ashing)^ **W W(CW **** ^ (67) 

4471* 471^. 



<125> 
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IO2WP0OO757 

««« *s su*. «fc*/s*«* ± m x« (6 7)4 -wit ^ *** 

4 **» >MC57>« 4* * 5501 B> 

«*«M. -It 4* a*l * 7,7> ^ W(C) °* 

^ ^ ^* ***** wm- **» * 

4* 4*W, *M «♦ *4 WW **B* 

44 ^ CF 4 * CF4^ M ** 7 «* » + *** • 024 

a»*w a«« *** «E* *«(42)* W * »*. »M, B. 15b<* ^ 
m *=* *fl€C42)4 4*3* W « *** * 

°H °^ * W " ° Ha1 10,1 *^^ (30)O1 

*(«. 64 , 65 , 66. '68)01 «.l «S* *W ^ ***** 

*&o)t+. 

65 , 66 , 68)4 n. *Ff* =8** *«C55. 56 , 58)°1 



<128> 
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p^^oa v\)o]^ tifl^Mf (AH SHr ^RKll2)-i: =>- 

^q-, *fl2 JHfr(112)^ *fl7lfe ^fl^(C) &&/2.**l* 5L#*H *»«(67)* ^ 

'gMH ^ ^4 ^ St fl^- ^ A > 

^ 5d4. 3+4^ « ^>-g-*>s.s. *^ol tila^ UMft 

^ S^-i; #7]7> o^c*. «Jr^, ^i* ^7l7> 

«15L^ ^Hl *1*><3 ^S.^ ^<>1 $A. 

r^-, £ 19a ^ £ 19b<fl w>^f a-Si:C:0 ^ S^r 

a-Si:0:F JW 7^ **KCVD) 1H1 ^^l^T^ -fr7l €<£^i- £1«W 

^.^(70)^: ^^W. 

> oH, £ 20a ifl*] ^ 20c°fl SLAlt* *°1 . ^t^(70)* ^<d^(30)^ 
^ ^zj-^H -5)1^1 ^(66), 711 *1M VHfr(24). KHJMi #^(68) « -fr 

^^71* *W64)* AA saMte ^ ^(76 , 74 , 78 , 72)^: 

*H, ^^(24, 68)^: S^fe ^3(74, 78)^ ^3£r 2mm>60^» , 

> £ 11 £ 13«| 400 A Hfl*l 500 A 

ITO^ 3£*r IZOf^ ^A*}<$ ^^(66) g -fr*l %^7]-§- SUM 

3^(64)4 ^ W(82). TflolM^ #^-£-(24)4 iL2: JMC86) ^ *M 

JL^ #^£(68)4 ^-S ^-7fl(88)» 
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tt^, ITOM- IZO# ^<i(pre-heating) *3i<M *V-M-fe 7)^S,^ 

fek* A}-§-*Rr ^ol o]^ 4* ^8(72, 74, 76, 78)* M 

*K24, 64, 66, 68)^ ^ ^^te *W1 fl^l^-. 

#(62, 64 , 65 , 66 , 68)4 =L «Hf-^ ^(55. 56, 58) ^ «Jr^^l «(42, 48) 

_g_ ^u]-^ p>^3.» ol-g-^V^ °1 ^ ^^-(65)4 ^(66)* 

^ €■ *fl2 ^H^MS. TflolH ufl^ c^ol^ tifl^ JE^f* 2^^S. $ 

^o.q- ^A^l n^Hf TflolS tffl-g* EflolBl wfl-^i ^ 

[^51 £31-] 

> ^<£| ^ 7]^ ^«fl# A}olofl 7>7l^^^7>^* i^*> 

5! OJO] 71*^ ^S^l 5*4<*iM*l 7l*<L3.^ 3L*H^- 
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2] 

o gJfEj 3# *>fe ^ M^l^B] 7m. 

[33^ 3] 

2)1 I'M 

^71 ^l^^HM ^17> 2 xfl^l 3 nm«J ^ ^ ^ -^"^ 

7m. 

*nnH sow*!, 

*7l ^*H<S3 tt; 3^r =?*\* Ag, Mg, B, Ca, Al , Li, Np, Pu, Ce. Eu, 

Pr, La, Nd, Sm ^ Zn0.5L <>l^*l ^3*r Wl ^tK^J 

^ e^^l^ 7}%. 
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#7] 7l*fr 7l*. n+a-Si/a-Si/SiN 3** 7l*. Si, Si0 2 2£fc *|-fr**^ 
(Low-k, k < 3.5) 7m-J *fr «H* W 7]^. 

61. 

^-7i $h -s^^ $Hr *m ^is^a; 

*7l *1 *H ***** »^ ^ ^ ^ 

*7l ^flX 3 *7l ^12 o^sM ^ ^ 

#Ai7i^ ^fli 7>^m 42 ;£<3^; « 

*LW M **** 5*^ * 7 1 ^ **^* *^ W 

\" 

^ 7m. 

X 

71 



V 

\ 
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13 W 8] 

7m *h **3<h sa^. Tfloim^d * °w a 5 ** a ^ 

#71 S-Bfl^l ^^M" S-^xfl^- *fll 3^ 7 > X 1^ 
o^^fe Slfe 3^ ^ 

9] 
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5.^Vfe Tins »Fd, 

7m 7^1^ 
^ S^lOS. *}±=- E^l^ 7l#. 

,[^^10] 

^71 #51*11 31*1*1 tifl^ H^^H ^ *UM3 **** tJ l 

3i, ^-7i -m^-^s. ^# 7>^m ^ 

5. ^ E^l^Bl 7l^r. 
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HI 

**JMi ^€<^i «W3 ^« 7>*m 3* 

12] 

(a) 7l* 7>7]2:^^^(Self Assembled Monolayers; SAMs) ^ A 3* ^ 

^*}JL ^-7la««*5W(Self Assembled Monolayers; SAMs) ^ 

(b) ^-71 7i* #jmi ^*u#i-^* *aw=- - 

(c) ^-7] ^r^l^l ^€ 71** <t*l3*Kr ^1 

13] 

71** *3 71*, n+a-Si/a-Si/SiN 7l*. Si, Si0 2 S^r *|**M- 

(Low-k, k < 3.5) 7l*-1 ** «A* W "I** **** 
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15. 7a] 



24 



26 22 



vnb 



50, 



24 

[£ 7b] 



26 22 



10 m 241 242, 
24 



^261262, 
26 



VUb' 



30 70 221 222, 
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13cl 
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| * 








2612 




10 



IS. 14a] 
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30 16 241242 40 221 222 30 10 50 2812&2 221222 40 40 50 10 
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110 
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[5. 16al 




30 



i S * 22UB2 30 ll 50 281^2 221223 40 40 50 10 

' — r . — ' ' — 2ST^ 28 22 
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hlO 2412k «221222 30 10 58 48 28125 221222 42 42 
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[X. 18a] 
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